
 

NANOENGENHARIA: PROCESSOS E CARACTERIZAÇÕES 
OBRIGATÓRIA: Não 

CARGA HORÁRIA: 68 horas 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 
EMENTA: Sistemas de manipulação, propriedades e características de materiais 

nanométricos (fotoluminescência, emissão de elétrons (field emission), 
propriedades físicos-químicas, propriedades elétricas), processos de 
nanofabricação e processos de deposição de filmes nanoestruturados 
(pirólise térmica, spray, CVD, sputering, anodização eletroquímica, 
dentre outras), caracterizações de filmes finos nanométricos, 
propriedades eletromagnéticas, térmicas e mecânicas. novas 
propriedades dos materiais nanoestruturados (luminescência, emissão 
de elétrons). Aplicações da nanoengenharia: nanotubos de carbono, 
sensores nanoestruturados, nanorobôs, entre outras. 
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